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　レーザーに感度を持つ感光材料の評価用に製作した装置で

す。レーザー走査による感光材料の書き込み実験及び評価が

低コストにでき、なおかつ自由度の高い実験が可能です。画

像データはビットマップ形式を用い、パソコンから入力可能

で2540dpi時80×80ｍｍを出力する事が可能です。さらに

評価後は、この走査ユニットを多数個つなぐ事により広幅の

感光体を走査することが可能になりますので製品化を視野に

入れた評価が可能となります。�

�走査方式 ：ポリゴンミラーとｆθレンズによるレーザー走査�

�解像度 ：2540dpi�

�プロセススピード ：26．67ｍｍ／sec�

�レーザー光源 ：半導体レーザー波長650、830、780、405ｎｍ�

�結像面スポットサイズ ：φ12±5μｍ（650ｎｍ使用時）�

�１ユニット走査幅 ：80ｍｍ�

�マルチポリゴン化した時の走査幅：80×連結ユニット数�

�主走査方向位置制御 ：専用電子制御回路�

�副走査方向位置制御 ：専用3軸位置制御パルスモータステージ�

�アプリケーション例　 ：印刷製版ＣＴＰ装置�

�  プリント基板直描装置�

�  感光材料評価用レーザーシステム�

�  レーザー計測�
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